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摘要(译)

当电容微加工超声换能器的单元形状是各向异性时发生的高阶振动模式
导致的杂散响应减小。假设形成电容微加工超声换能器的膜片的长方向
（l）和短方向（w）之间的比率是代表性纵横比（1 / w），则代表纵横
比被设置为其中在探测器的发射和接收带宽内不会形成6dB或更大的倾
角。或者，代表纵横比被设定为具有六个或更多个振动模式，其中通过
将具有奇数个波腹的振动模式的频率除以基模模式频率所获得的值将为2
或更小。
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